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(54) Title: CLOSURE DEVICE OR LOCK DEVICE FOR A VACUUM CHAMBER
(54) Bezeichnung : VERSCHLUSS- ODER SCHLEUSENVORRICHTUNG FUR EINE VAKUUMKAMMER

Fig.

(57) Abstract: The invention relates to a closure
device or lock device for a vacuum chamber (12),
comprising: a counter plate (16), which can be
arranged on a vacuum chamber (12) and which
surrounds an opening (14) of the vacuum chamber
(12); a frame (15), which is supported in such a way
that the frame can be moved in relation to the
counter plate (16) and on which a closure cover (18)
is movably arranged, wherein the closure cover (18)
closes the opening (14) in sealing manner in a
closed position (28) against the counter plate (16);
at least one magnet device (30) for producing a
closing torce (C) acting between the counter plate
(16) and the closure cover (18), which magnet
device is in engagement with the counter plate (16)
and with the closure cover (18).

(57)  Zusammenfassung:  Verschluss-  oder
Schleulenvorrichtung fiir eine Vakuumkammer (12)
mit einer an einer Vakuumkammer (12)
anordenbaren und eine Offaung (14) der
Vakuumkammer (12) umschlieenden Gegenplatte
(16); einem beweglich gegeniiber der Gegenplatte
(16) gelagerten Rahmen (15), an welchem ein
Verschlussdeckel (18) beweglich angeordnet ist,
wobei der Verschlussdeckel (18) in einer

2

SchlieBstellung (28) an der Gegenplatte (16) die Offaung (14) abdichtend verschlieBt; zumindest einer mit der Gegenplatte (16) und
mit dem Verschlussdeckel (18) in Eingriff stehenden Magneteinrichtung (30) zum Frzeugen einer zwischen Gegenplatte (16) und
Verschlussdeckel (18) wirkenden SchlieSkraft (C).
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Internes Zeichen: MECA.215.02 WO

Mecatronix AG
Rontgenstrale 43
64291 Darmstadt

Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verschluss- oder Schleusenvorrichtung
fir eine Vakuumkammer mit einer an einer Vakuumkammer anordenbaren und
eine Offnung der Vakuumkammer umschlieBenden Gegenplatte und einem be-
weglich gegenlber der Gegenplatte gelagerten Verschlussdeckel, welcher in
einer Verschlussstellung an der Gegenplatte die Offnung der Vakuumkammer
verschlieBt. Daneben betrifft die Erfindung ein Verfahren zum VerschlieBen ei-
ner Offnung einer Vakuumkammer mittels einer derartigen Verschluss- oder

Schleusenvorrichtung.

Hintergrund

Schleusen- und Verschlussvorrichtungen fir Vakuumkammern sind im Stand
der Technik hinlanglich bekannt. So beschreibt beispielsweise die WO
2005/121621 A1 eine gattungsgeméaBe Schleusenvorrichtung fur eine in einer
Wandung zwischen einem ersten und einem zweiten Rezipienten angeordneten
Schleusendffnung sowie mit einem im Innenraum des ersten Rezipienten ange-

ordneten Absperrorgan und einer dem Absperrorgan zugeordneten Gegenplat-
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te. Die flanschartig ausgestaltete und die Offnung umschlieBende Gegenplatte
ist dabei mit einer umlaufenden Dichtung versehen, gegen welche das Absper-
rorgan abdichtend gedruckt wird.

Zur Einhaltung einer geforderten Dichtigkeit, insbesondere zur Einhaltung von
Hochvakuumbedingungen innerhalb der Vakuumkammer, ist es erstrebenswert,
dass das Absperrorgan méglichst gleichmaBig auf in Umfangsrichtung um die
Offnung herum verteilt liegende Bereiche der Dichtung driickt. Das Aufbringen
einer Uber die gesamte Dichtung gleichmaBigen und homogenen Anpresskraft
auf die Dichtung ist bei Dichtungen mit einem Dichtungsdurchmesser von eini-
gen wenigen Millimetern bei einer Dimension eines Absperrorgans oder eines
Verschlussdeckels im Bereich einiger Dezimeter oder Meter in konstruktiver
und fertigungstechnischer Hinsicht besonders schwierig.

Die Realisierung eines den Dichtungsring komprimierenden Hubs von etwa
0,5 mm bis 2 mm Uber eine Flache des Verschlussdeckels im Bereich von bei-
spielsweise 0,5 bis 5 m? oder dartber hinaus, erweist sich konstruktiv und her-
stellungstechnisch als auBerst aufwendig. Zudem ist eine direkte Berlhrung
von Gegenplatte und Verschlussdeckel, welche typischerweise aus Metall ge-
fertigt sind aus Grinden geforderter Reinraumbedingungen und aus Grinden
einer hiermit einhergehenden geforderten Partikelfreiheit in der Umgebung der

Vakuumkammer unbedingt zu vermeiden.

Auch sind etwaige beim VerschlieBen der Verschluss- oder Schleusenvorrich-
tung moglicherweise entstehende Scherbewegungen zwischen der Dichtung
und einer hieran zur Anlage gelangenden Metallkomponente, typischerweise
zwischen der Dichtung und dem Verschlussdeckel ebenfalls aus Grinden der
Einhaltung geforderter Reinraumbedingung und einer Partikelfreiheit unbedingt

zu vermeiden bzw. auf ein Minimum zu reduzieren.

Hinzu kommt, dass die typischerweise aus einem Elastomerwerkstoff, bei-
spielsweise aus Gummi gefertigte Dichtung einem Alterungsprozess unterliegen
kann, und das sich ihre elastischen Eigenschaften mit fortwahrender Nutzung
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der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung &ndern kénnen. Ferner ist denkbar,
dass die Vakuumkammer mit unterschiedlichen Vakuum- oder Druckniveaus
betrieben wird. Sofern die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung das Innere
der Vakuumkammer gegen den Atmosph&ren oder einen anderweitigen Umge-
bungsdruck, bspw. gegen einen abweichenden Druck einer benachbarten Va-
kuumkammer abdichtet, kann der Anpressdruck auf die Dichtung in Abhangig-
keit des in der Vakuumkammer jeweils vorherrschenden Drucks variieren und
es kann zur Relativbewegungen zwischen der Dichtung und Metallteilen der
Verschluss- oder Schleusenvorrichtung kommen.

Insoweit liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbes-
serte Verschluss- oder Schleusenvorrichtung flr eine Vakuumkammer bereitzu-
stellen, mittels derer eine besonders gleichmafige und maoglichst ausschlieBlich
senkrecht auf die Dichtung einwirkende Anpresskraft beim SchlieBen der Vaku-
umkammer ausutbbar ist. Es ist insbesondere Zielsetzung jegliche Scherbewe-
gungen oder Reibungen an der typischerweise gummielastischen Dichtung zwi-
schen Gegenplatte und Verschlussdeckel zu vermeiden oder auf ein absolut
notwendiges Minimum zu reduzieren. Mit der Vorrichtung soll ein besonders
hohes Mal3 an Partikelfreiheit und Reinheit im Bereich der Vakuumkammer er-
zielbar sein. Die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung soll sich ferner durch
ein vergleichsweise geringes Gewicht und durch eine einfache sowie gute
Handhabbarkeit ihrer einzelnen Komponenten hinsichtlich Fertigung, Montage
und Langzeitbetrieb auszeichnen.

Erfindung und vorteilhafte Ausgestaltungen

Diese Aufgabe wird mit einer Verschluss- oder Schleusenvorrichtung geman
dem unabhéangigen Patentanspruch 1 geldst. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind
dabei jeweils Gegenstand abhéngiger Patentanspriche.

Insoweit ist eine Verschluss- oder Schleusenvorrichtung flr eine Vakuumkam-
mer vorgesehen. Die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung weist eine an ei-

ner Vakuumkammer anordenbare oder hieran angeordnete, ggf. in die Vaku-
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umkammer integrierte oder mit einer Kammerwand verbundene Gegenplatte
auf, die eine Offnung der Vakuumkammer umschlieBt. Die Gegenplatte ist typi-
scherweise flanschartig ausgebildet. Sie kann von der Wandung der Vakuum-
kammer nach auBBen hervorstehen und eine sich in etwa senkrecht zur Einflhr-
richtung durch die Offnung der Vakuumkammer erstreckende Anlageflache bil-

den oder aufweisen.

Die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung weist ferner einen gegenlber der
Gegenplatte beweglich gelagerten Rahmen auf. An diesem ist ein Verschluss-
deckel wiederum beweglich angeordnet. Der Verschlussdeckel ist in eine
SchlieBstellung an die Gegenplatte bringbar, in welcher der Verschlussdeckel
die Offnung der Gegenplatte abdichtend verschlieBt. Es ist hierbei insbesonde-
re der Rahmen, welcher zwischen einer Offnungsstellung und einer Kontaktstel-
lung beweglich an der Gegenplatte gelagert ist. In der Offnungsstellung geben
der Rahmen und die daran angeordnete Gegenplatte die Offnung der Vakuum-
kammer frei, so dass in der Vakuumkammer zu behandelnde Substrate in die

Vakuumkammer eingebracht und aus dieser entnommen werden kdénnen.

In einer Kontaktstellung befindet sich der Rahmen in mechanischem Kontakt
mit der Gegenplatte. Der Verschlussdeckel, welcher beweglich am Rahmen ge-
lagert ist, kann in jener Kontaktstellung vergleichsweise lose an der Gegenplat-
te, typischerweise an einer die Offnung der Gegenplatte umschlieBenden Dich-
tung anliegen, ohne jedoch nennenswerte Kréfte auf die Dichtung auszulben.
Es ist ferner denkbar, dass in der Kontaktstellung des Rahmens an der Gegen-
platte der Verschlussdeckel bezlglich der Gegenplatte bzw. bezlglich der an

der Gegenplatte typischerweise angeordneten Dichtung berGhrungsfrei ist.

Ein die Offnung und damit die Vakuumkammer abdichtendes VerschlieBen er-
folgt durch aus der Kontakistellung des Rahmens heraus durch eine Bewegung
des Verschlussdeckels relativ zum Rahmen, welcher sich bereits in Anlagestel-
lung mit der Gegenplatte befindet.
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Des Weiteren weist die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung zumindest eine
mit der Gegenplatte und dem Verschlussdeckel in Wirkverbindung stehende
regelbare und/oder steuerbare Magneteinrichtung auf. Diese ist zum Erzeugen
einer zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel wirkenden SchlieBkraft (C)
ausgebildet. Mittels der regelbaren Magneteinrichtung ist der Betrag und die
Richtung der zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel wirkenden Schlief3-
kraft variierbar. Je nach konkreter Ausgestaltung der Magneteinrichtung kann
sowohl eine attraktive als auch repulsive Kraft auf den Verschlussdeckel aus-
geubt werden, um in Abhangigkeit des in der Vakuumkammer und der Vaku-
umkammerumgebung vorherrschenden Druckniveaus die Offnung der Vaku-
umkammer mittels des Verschlussdeckels wahlweise zu verschlie3en oder zu

offnen.

Der Verschlussdeckel kann hierbei einem vergleichsweise geringem Hub oder
einer vergleichsweise kurzen oder kleinen Bewegung gegenuber dem Rahmen
unterliegen. Derart kleine oder kurze Bewegungen sind gesondert und damit
besonders gut mittels der Magneteinrichtung steuerbar und kontrollierbar. Ins-
besondere kann hierdurch eine definierte sowie eine mdglichst gleichmaBiige
Verformung einer elastischen der Dichtung zwischen Verschlussdeckel und

Gegenplatte erreicht werden.

In einer Weiterbildung weist der Verschlussdeckel eine ebene Deckelflache auf.
Der Verschlussdeckel ist ferner in einer Richtung parallel zu einer Flachennor-
male (N) der Deckelflache am Rahmen verschiebbar. Typischerweise ist der
Verschlussdeckel zwischen einer Ruhestellung (U) und der SchlieBstellung (S)
am Rahmen verschiebbar gelagert. Er ist typischerweise translatorisch bzw. li-
near beweglich an dem Rahmen angeordnet. Dadurch, dass der Verschlussde-
ckel weitgehend senkrecht zur Deckelflache bzw. auch senkrecht zu einer Ebe-
ne des Rahmens beweglich am Rahmen gelagert ist, kann der Verschlussde-
ckel unter Einwirkung der Magneteinrichtung eine Gber den Umfang der Dich-
tung homogene Anpresskraft und damit auch eine homogene Kompression auf

die Dichtung austben.
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Es ist insbesondere vorgesehen, dass der Verschlussdeckel bei einem sich in
Kontaktstellung befindlichen Rahmen und ausgehend von einer Ruhestellung
am Rahmen durch die Magneteinrichtung ausschlieB3lich in Richtung der Fla-
chennormalen gegenlber dem Rahmen bewegt wird. Etwaige Scherkréafte oder
an der Dichtung entlangreibende Relativbewegungen zwischen dem Ver-
schlussdeckel und der Dichtung kénnen auf diese Art und Weise weitreichend
vermieden werden. Beim SchlieBen der Verschluss- oder Schleusenvorrich-
tung, d.h. beim Uberfilhren des Verschlussdeckels aus einer Ruhestellung am
Rahmen in die die Dichtung komprimierende SchlieBstellung, erfahrt die Dich-
tung ausschlieBlich oder Uberwiegend lediglich eine senkrecht zur Ebene des
Verschlussdeckels bzw. senkrecht zur Ebene der Dichtung gerichtete Kom-
pression. Eine Reibung oder Quetschung der Dichtung in Querrichtung kann
durch die genannte FUhrung des Verschlussdeckels am Rahmen weitgehend

vermieden werden.

In einer weiteren Ausgestaltung ist der Verschlussdeckel Uber zumindest ein
Ruckstellelement mit dem Rahmen verbunden. Das Ruckstellelement ist zur
AusUbung einer Ruckstellkraft auf den Verschlussdeckel ausgebildet, welche
der von der Magneteinrichtung erzeugbaren SchlieBkraft entgegen gerichtet ist.
Beim abdichtenden VerschlieBen der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung
wirkt die zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel agierende Magneteinrich-
tung entgegen der Ruckstellkraft des zumindest einen Rickstellelements. Dies
hat den Vorteil, dass die Magneteinrichtung lediglich eine in eine einzige Rich-
tung wirkende Kraft, n@mlich in SchlieBrichtung, zu erzeugen hat.

Die Magneteinrichtung ist hierbei dazu ausgelegt, eine SchlieBkraft zu erzeu-
gen, die gréBer ist als die auf den Verschlussdeckel wirkende Ruckstellkraft.
Insbesondere ist die von der Magneteinrichtung auf den Verschlussdeckel aus-
Ubbare SchlieBkraft gréBer als die Summe der Ruckstellkréafte sdmtlicher RUck-
stellelemente, Uber welche der Verschlussdeckel am Rahmen gelagert ist. Zum
VerschlieBen der Offnung agiert die Magneteinrichtung sozusagen gegen die
Rackstellkraft sé@mtlicher Rickstellelemente. Da die SchlieBkraft gréBer ist als
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die Summe samtlicher Ruckstellkrafte fuhrt dies zu einer Bewegung des Ver-
schlussdeckels in die SchlieBstellung bei Aktivierung der Magneteinrichtung.

Zum Offnen der Vakuumkammer ist hingegen vorgesehen, die von der Mag-
neteinrichtung ausgehende SchlieBkraft zumindest auf ein vorgegebenes Mal3
zu reduzieren, so dass die aktuelle SchlieBkraft geringer ist als die Summe
samtlicher Rlckstellkrafte samtlicher Rickstellelemente. Infolgedessen wird der
Verschlussdeckel bei entsprechend geringer oder ganzlich fehlender Schlief3-
kraft der Magneteinrichtung Uber das zumindest eine, typischerweise Uber meh-
rere Ruckstellelemente in die Ruhestellung am Rahmen verlagert. In dieser ist
der Verschlussdeckel entweder in einer losen Anlagestellung zur Dichtung der
Gegenplatte oder aber es ist zumindest ein Spalt zwischen dem Verschlussde-
ckel und der an der Gegenplatte vorgesehenen Dichtung vorhanden, so dass
der Verschlussdeckel in der Ruhestellung bei einem sich in Kontaktstellung be-
findlichen Rahmen berthrungsfrei zur Gegenplatte bzw. zu der an der Gegen-
platte vorgesehenen Dichtung ist.

In einer Weiterbildung ist ferner vorgesehen, dass das zumindest eine Rlckstel-
lelement ein elastisches Ruckstellelement ist. Das Ruckstellelement ist insoweit
elastisch verformbar und stellt aufgrund seiner Elastizitat die geforderte Rick-
stellkraft bereit. Ein elastisches Rulckstellelement kann insbesondere einstickig
in Form eines einzigen Bauteils ausgebildet sein, welches abgesehen von sei-
ner elastischen Verformung keinerlei Relativbewegung zwischen Rahmen oder
Verschlussdeckel unterliegt. Die einstlickige Ausbildung eines Ruckstellele-
ments, mithin seine elastische Verformbarkeit erweist sich flr die Einhaltung
der geforderten Partikelfreiheit als vorteilhaft. Insbesondere kann durch die
elastische Verformbarkeit des zumindest einen Rickstellelements eine Reibung
des Ruckstellelements mit weiteren Komponenten der Verschluss- oder

Schleusenvorrichtung unterbunden werden.

Nach einer Weiterbildung weist das zumindest eine Ruckstellelement zumindest
eine Ruckstellfeder auf. Die Rulckstellfeder kann beispielsweise in Form einer
Blattfeder ausgebildet sein. Die Ruckstellfeder kann sich beispielsweise zwi-
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schen gegenuberliegenden Schenkeln des Rahmens erstrecken. Die Rickstell-
feder kann in etwa mittig zwischen den Rahmenschenkeln mit dem Verschluss-
deckel verbunden sein. Hierdurch kann eine zentrische oder flachenzentrierte
Lagerung des Verschlussdeckels am Rahmen erreicht werden, die sich vorteil-

haft auf die lineare Verschiebbarkeit des Rahmens auswirken kann.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist der Verschlussdeckel Uber mehrere und
voneinander beabstandete Rickstellelemente am Rahmen angeordnet. Es er-
weist sich als vorteilhaft, wenn Uber die Flache des Rahmens, mithin Gber die
Flache des Verschlussdeckels mehrere gleichwirkende Rickstelleelement bzw.
mehrere Rlckstellfedern verteilt angeordnet sind. Auf diese Art und Weise kann
uber die Flache des Rahmens bzw. Gber die Flache des Verschlussdeckels ei-
ne mobglichst homogene und definierte Rickstellkraft bereitgestellt werden.

Nach einer Weiterbildung hiervon ist die Summe der von séamtlichen Rlckstel-
lelementen auf den Verschlussdeckel einwirkenden RuUckstellkrafte gréBer als
die Gewichtskraft des Verschlussdeckels. Eine derartige Auslegung der Ruck-
stellelemente ermdglicht beispielsweise eine horizontale, mithin eine liegende
Ausrichtung der Gegenplatte und eine Beschickung der Vakuumkammer von
oben. Sofern die Summe samitlicher auf den Verschlussdeckel ausubbarer
Rackstellkrafte gréBer ist als die Gewichtskraft des Verschlussdeckels kann der
Verschlussdeckel von den Ruckstellelementen auch entgegen seiner eigenen
Gewichtskraft nach oben in die Ruhestellung am Tréger gezogen werden. Eine
derartige Auslegung der Rickstellkrafte erweist sich fir einen flexiblen Einsatz
der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung und insbesondere fir unterschied-
lichste geometrische Ausrichtungen der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung
als vorteilhaft.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist der Rahmen zwischen einer bereits er-
wahnten Offnungsstellung und einer bereits erwdhnten Kontaktstellung
schwenkbar oder verschiebbar an der Gegenplatte oder an der Vakuumkammer
angeordnet. In der Offnungsstellung geben der Rahmen und der daran ange-
ordnete Verschlussdeckel die Offnung der Vakuumkammer frei.
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Eine Schiebeflhrung eignet sich insbesondere fir eine platzsparende Ausge-
staltung und Anordnung der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung im Bereich
einer substratbehandelnden Prozessstation. Anders als bei schwenkbar gela-
gerten Verschlussdeckeln kann der Bereich, welcher auBerhalb der Offnung der
Vakuumkammer und sozusagen in Verlangerung jener Offnung liegt, zur An-
ordnung weiterer Komponenten einer Prozessstation verwendet werden und
muss nicht, wie bei einer schwenkbaren Lagerung des Verschlussdeckels Ub-

lich, frei bleiben.

Der Verschlussdeckel kann mittels eines oder mehrerer Magnetlager berlh-
rungsfrei an der Flhrung gelagert sein. Hierdurch wird ein berGhrungsfreies,
somit ein verschlei3- und wartungsarmes Verschieben des Verschlussdeckels
gegentber und relativ zur Gegenplatte mdglich. Anders als bei einer rollengela-
gerten FUhrung des Verschlussdeckels entsteht bei einer magnetlagerbasierten
Lagerung des Verschlussdeckels keinerlei Abrieb. Geforderte Reinraumbedin-
gungen und eine geforderte Partikelfreiheit im Bereich der Verschluss- oder

Schleusenvorrichtung kénnen hiermit madhelos eingehalten werden.

Die fUr die FUhrung vorgesehenen Magnetlager kdnnen, dhnlich wie auch die
far die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung vorgesehene Magneteinrichtung
jeweils einen elektromagnetische Aktor und ein hiermit magnetisch wechselwir-
kendes Gegenstlck sowie eine Abstandsmesseinrichtung und einen Regelkreis
aufweisen, sodass der Verschlussdeckel mittels des einen oder der mehreren
Magnetlager quasi frei schwebend in einem vorgegebenen Abstand zur Fih-

rung gelagert sowie entlang der Fihrung bewegbar ist.

Nach einer Weiterbildung ist der Verschlussdeckel bei dem sich in Kontakistel-
lung befindlichen Rahmen mittels der Magneteinrichtung relativ zum Rahmen
von einer Ruhestellung in die abdichtende SchlieBstellung Uberflhrbar. In der
Kontaktstellung liegt der Rahmen an der Gegenplatte oder an der Vakuum-
kammer an. Der Verschlussdeckel (iberdeckt hierbei die Offnung im Wesentli-
chen vollstandig. Er verschlieBt die Offnung aber noch nicht gasdicht. Insoweit
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kann sich zwischen dem Verschlussdeckel und der typischerweise gegenplat-

tenseitig angeordneten Dichtung auch ein Luftspalt befinden.

Erst mit Aktivierung der Magneteinrichtung und durch die von der Magnetein-
richtung gesteuerte bzw. kontrollierte Verschiebebewegung des Verschlussde-
ckels senkrecht zur Ebene des Verschlussdeckels, bzw. senkrecht zur Ebene
des Tragers und damit typischerweise auch senkrecht zur Offnungsebene kann
die zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel liegende Dichtung in der ge-
forderten Art und Weise mdglichst gleichmafig komprimiert werden.

In einer weiteren Ausgestaltung ist zwischen Rahmen und Gegenplatte zumin-
dest ein Abstandshalter angeordnet. In Kontakistellung des Rahmens an der
Gegenplatte befindet sich der zumindest eine Abstandshalter zwischen den ei-
nander zugewandten Seiten von Rahmen und Gegenplatte. Typischerweise
sind Uber den Umfang der Offnung der Gegenplatte mehrere Abstandshalter
vorgesehen. Uber den oder die Abstandshalter stiitzt sich der Rahmen an der
mit Erreichen der Kontakistellung an der Gegenplatte ab. Die geometrische
Ausgestaltung und die Anordnung des zumindest einen, bevorzugt mehrerer

Abstandshalter definiert die Kontakistellung des Rahmens an der Gegenplatte.

Die Erstreckung des zumindest einen bzw. mehrerer Abstandshalter senkrecht
zur Ebene des Rahmens oder senkrecht zur Ebene der Gegenplatte ist zumin-
dest so groB3 wie die Summe eines Verstellwegs des Verschlussdeckels zwi-
schen der Ruhestellung und der SchlieBstellung am Rahmen zuziglich der Di-
cke des Verschlussdeckels. Durch derart bemessene Abstandshalter wird si-
chergestellt, dass der sich beispielsweise an der der Gegenplatte zugewandten
Seite des Rahmens angeordnete Verschlussdeckel auBer Kontakt mit der Ge-
genplatte oder der daran vorgesehenen Dichtung ist, wenn der Rahmen mit
dem sich daran in Ruhestellung befindlichen Verschlussdeckel aus der Off-

nungsstellung in die Kontaktstellung tberfahrt wird.
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Ein vorzeitiges Kontaktieren oder Entlanggleiten des Verschlussdeckels an ei-
nem Bereich der Dichtung infolge einer Schwenk- oder Verschiebebewegung

des Rahmens kann auf diese Art und Weise verhindert werden.

Nach einer Ausfuhrungsform weist die Magneteinrichtung zumindest einen, an
einem von Verschlussdeckel und Gegenplatte angeordneten elektromagneti-
sche Aktor und zumindest ein am anderen von Verschlussdeckel und Gegen-
platte angeordnetes Gegenstlck auf, welches mit dem elektromagnetische Ak-
tor magnetisch wechselwirkt. Der elektromagnetische Aktor kann beispielsweise
an der Gegenplatte angeordnet oder in die Gegenplatte eingelassen sein, wah-
rend das Gegenstlick an dem Verschlussdeckel angeordnet sein kann. Es ist
dabei ferner denkbar, dass das Gegenstlck in den Verschlussdeckel integriert

ist, oder dass der gesamte Verschlussdeckel als Gegenstlck fungiert.

Das Gegenstlck bzw. der Verschlussdeckel ist entweder ferromagnetisch oder
permanentmagnetisch ausgestaltet, um mit dem mit einem entsprechenden
Steuerstrom beaufschlagten elektromagnetischen Aktor in magnetische Wirk-
verbindung zu treten. In SchlieBstellung des Verschlussdeckels an der Gegen-
platte, in welcher der Verschlussdeckel den Offnungsquerschnitt der Vakuum-
kammer vollstandig Uberdeckt, gelangen der elektromagnetische Aktor und ein
ihm zugeordnetes Gegenstlick zumindest bereichsweise zur Uberdeckung, so-

dass eine ausreichende SchlieBkraft oder Offnungskraft erzeugbar ist.

Es ist generell denkbar, dass der elektromagnetische Aktor der Magneteinrich-
tung am Verschlussdeckel angeordnet ist, wahrend das mit dem elektromagne-
tische Aktor magnetisch wechselwirkende Gegenstlck an der Gegenplatte an-

geordnet oder daran ausgebildet ist.

Unabhangig davon ob der elektromagnetische Aktor am Verschlussdeckel oder
an der Gegenplatte angeordnet ist kann ferner an jener Komponente, an wel-
cher der elektromagnetische Aktor angeordnet ist auch noch zumindest ein wei-
terer Permanentmagnet angeordnet sein, der die vom elektromagnetischen Ak-
tor ausgehende Kraft noch weiter unterstitzen kann. Hiermit kann beispielswei-
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se ein stromloses Zuhalten des Verschlussdeckels erreicht werden, sodass die
Spule des Aktors mit einer weitaus geringeren Stromstarke beaufschlagbar ist.
Warmeverluste der Spule und hiermit einhergehende Probleme hinsichtlich
Kihlung oder thermischer Ausdehnung konnen hierdurch verringert oder sogar

beseitigt werden.

Nach einer weiteren Ausgestaltung ist in einem Zwischenraum zwischen dem in
einer SchlieBstellung des Verschlussdeckels einander zugewandten Seiten von
Verschlussdeckel und Gegenplatte am Verschlussdeckel oder an der Gegen-
platte eine die Offnung umschlieBende elastisch komprimierbare Dichtung an-
geordnet. Die Dichtung kann beispielsweise an der Gegenplatte angeordnet
sein. Die Gegenplatte kann hierzu beispielsweise eine die Offnung der Vaku-
umkammer umschlieBende Nut aufweisen, in welcher die umlaufende Dichtung
angeordnet ist. Im unkomprimierten Ausgangszustand ist die Dicke bzw. der
Durchmesser eines Dichtungsabschnitts gréBer als die Tiefe der die Dichtung
aufnehmenden Nut, sodass ein Teil der Dichtung von der dem Verschlussde-
ckel zugewandten Seite der Gegenplatte, mithin mit der von der Gegenplatte
gebildeten Anlageflache zumindest geringflgig hervorsteht. Durch jene Ausge-
staltung kann der Verschlussdeckel mit der Dichtung abdichtend zur Anlage ge-
langen, ohne dass die Metallkomponenten von Gegenplatte und Verschlussde-
ckel einander berthren.

Die einander zugewandten Seiten von Verschlussdeckel und Gegenplatte sind
typischerweise zumindest bereichsweise als ebene Anlageflachen ausgestaltet,
die sich in SchlieBstellung im Wesentlichen senkrecht zu der durch die Geomet-
rie der Offnung der Vakuumkammer vorgegebenen Richtung (z), bzw. senk-
recht zu einer SchlieBrichtung, in welcher die von der Magneteinrichtung aus-
gehende SchlieBkraft wirkt, erstrecken.

Die Dichtung ist typischerweise aus einem Elastomer gefertigt und weist eine
far den jeweils vorgesehenen Einsatzzweck geeignete Elastizitat bzw. Kom-
pressibilitat auf. Mittels der abstandsabhangigen Regulierung der SchlieBkraft
der Magneteinrichtung ist ferner denkbar, auch hinsichtlich ihrer elastischen o-
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der mechanischen Eigenschaften unterschiedliche Dichtungen, jeweils fir un-
terschiedliche Einsatzzwecke der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung zu
verwenden. Mittels der abstandsabhangigen Regelung der SchlieBkraft kann
die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung adaptiv an unterschiedliche oder
variierende elastische Eigenschaften einer jeweils vorgesehenen Dichtung an-
gepasst werden. Die Dichtung kann als O-Ring artige Dichtung, mithin als ein
umlaufender und in Umfangsrichtung geschlossener Dichtungsring ausgebildet

sein.

Wenngleich die Dichtung bevorzugt in einer Nut der Gegenplatte angeordnet
und der hiermit in Wechselwirkung bringbare Verschlussdeckel dichtungslos
ausgebildet ist sind auch umgekehrte Ausflihrungsformen denkbar, bei welchen
die Dichtung an einer Innenseite des Verschussdeckels, insbesondere in einer
Nut des Verschlussdeckels angeordnet ist und wobei die Gegenplatte dich-

tungslos ausgebildet ist.

Nach einer weiteren Ausgestaltung weist die Verschluss- oder Schleusenvor-
richtung zumindest eine Abstandsmesseinrichtung zur Messung eines Abstan-
des zwischen Verschlussdeckel und Gegenplatte auf. Mittels der Abstandsmes-
seinrichtung kann zumindest punktuell ein Abstand zwischen Verschlussdeckel
und Gegenplatte in Richtung der von der Magneteinrichtung ausgehenden
SchlieBkraft gemessen werden. Der Abstand zwischen Verschlussdeckel und
Gegenplatte ist ein Maf3 fur die aktuell vorherrschende Kompression oder elas-
tische Verformung einer zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel vorgese-
henen Dichtung, vorausgesetzt dass der Verschlussdeckel Gber die Dichtung
an der Gegenplatte anliegt. Mithin ist mittels der Abstandsmesseinrichtung der
Grad einer elastischen Verformung der Dichtung messbar.

Flr die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung ist ferner vorgesehen, dass die
Magneteinrichtung in Abhangigkeit des von der Abstandsmesseinrichtung ge-
messenen Abstandes zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel regelbar ist.
Durch die insoweit vorgesehene abstandsabhangige Regelung der Magnetein-
richtung kénnen abstandsabhéangig unterschiedliche SchlieBkrafte generiert
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werden, sodass beispielsweise die zwischen Gegenplatte und Verschlussde-
ckel vorgesehene Dichtung auf ein gefordertes MafB komprimierbar ist. Mittels
der Abstandsmesseinrichtung und der insoweit vorgesehenen Ruckkopplung an
die zumindest eine Magneteinrichtung, sind unterschiedlichste Zustande der

Verschluss- oder Schleusenvorrichtung detektierbar.

Beispielsweise kann mittels der Abstandsmesseinrichtung gemessen werden,
ob und inwieweit Gegenplatte und Verschlussdeckel abdichtend aneinander an-
liegen. Sollte der Abstand etwa oberhalb eines flr eine ausreichende Dichtung
vorgesehenen Maximalwertes liegen, kann mittels der regelbaren Magnetein-
richtung die SchlieBkraft beispielsweise schrittweise so lange erhéht werden,

bis der maximal zulassige Maximalabstand unterschritten wird.

Im umgekehrten Fall ist ferner denkbar, dass bei Detektion oder Messung eines
zu geringen Abstandes zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel ein direk-
ter Kontakt der typischerweise aus Metall gefertigten Gegenplatte und des Ver-
schlussdeckels zu beflirchten ist. Dies ist insbesondere aus Grlinden einer ge-
forderten Partikelfreiheit in der Umgebung der Vakuumkammer unbedingt zu
vermeiden. In einem derartigen Fall kann die SchlieBkraft beispielsweise
schrittweise betragsmafig verringert werden, bis ein minimal zulassiger Ab-

stand zwischen Verschlussdeckel und Gegenplatte Uberschritten wird.

Mittels der abstandsabhangigen Regelung und Ansteuerung der Magneteinrich-
tung kann somit auch auf unterschiedliche bzw. zeitlich variierende Druckni-
veaus innerhalb der Vakuumkammer reagiert werden. Durch einen Druckunter-
schied zwischen dem Inneren der Vakuumkammer und der Umgebung bzw.
durch einen Druckunterschied diesseits und jenseits des Verschlussdeckels,
kann per se bereits eine SchlieBkraft oder Offnungskraft am Verschlussdeckel
anliegen. Mittels der abstandsabhangig regelbaren Magneteinrichtung kénnen
variierende Druckunterschiede an den gegenUberliegenden Seiten des Ver-
schlussdeckels kompensiert werden.
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Nach einer Weiterbildung ist ferner zumindest ein elektronischer Regelkreis
vorgesehen, welcher mit der Abstandsmesseinrichtung und mit der zumindest
einen Magneteinrichtung gekoppelt und zur Einhaltung und/oder zum Einstellen
eines vorgegebenen Abstands zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel
ausgestaltet ist. Der Regelkreis weist typischerweise einen Sollwertgeber auf,
mittels welchem die vom Abstandssensor erzeugbaren Abstandssignale mit ei-
nem vorgegebenen Sollwert verglichen werden. Aus dem Vergleich von Soll-
wert und Istwert kann ein dem Sollwertgeber nachgeschalteter Regler ein Steu-
ersignal zur Ansteuerung der Magneteinrichtung, insbesondere zur Ansteue-

rung des elektromagnetischen Aktors erzeugt werden.

Das vom Regler erzeugbare Steuersignal wird dabei typischerweise Uber einen
Verstarker dem elektromagnetische Aktor der Magneteinrichtung zugefthrt. Mit-
tels des elektronischen Regelkreises ist eine aktive und selbsttatige Regulie-
rung der SchlieBkraft realisierbar. Auf etwaige pldtzliche oder kontinuierliche
Anderungen der Betriebs- oder Umgebungsbedingungen, so etwa auf eine Ver-
anderung des Druckunterschieds zwischen dem Inneren der Vakuumkammer
und der Umgebung kann auf diese Art und Weise dynamisch und situationsab-
héngig flexibel reagiert werden. Mittels des die Abstandsmesseinrichtung und
die Magneteinrichtung miteinander koppelnden Regelkreises, kann ein gefor-
derter Abstand zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel und somit auch
eine geforderte Anpresskraft des Verschlussdeckels sowie eine hiermit einher-
gehende Komprimierung einer zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel
vorgesehenen Dichtung herbeigefihrt und kontrolliert eingehalten werden.

Nach einer weiteren Ausgestaltung sind (ber den Umfang der Offnung bzw.
Uber den Umfang der beispielsweise flanschartig ausgestalteten Gegenplatte
mehrere, jeweils mit einer eigenen Abstandsmesseinrichtung versehene Mag-
neteinrichtungen verteilt angeordnet. Durch Bereitstellen mehrerer Uber den
Offnungsumfang verteilt angeordneter Magneteinrichtungen kann eine beson-
ders gleichmaBige Anpress- und SchlieBkraft zwischen Gegenplatte und Ver-
schlussdeckel eingestellt werden. Es wird hierdurch ferner ermdéglicht, etwaige
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Verformungen oder Fertigungsungenauigkeiten von Gegenplatte und/oder Ver-
schlussdeckel regelungstechnisch zu kompensieren.

Jede der mit jeweils einer Magneteinrichtung gekoppelten Abstandsmessein-
richtung kann sozusagen autark einen vorgegebenen Abstand zwischen Ge-
genplatte und Verschlussdeckel just am Ort der entsprechenden Abstandsmes-
seinrichtung bzw. Magneteinrichtung einstellen und einhalten. Druckabhangige
und unweigerliche minimalste Verformungen des Verschlussdeckels, die an-
sonsten zu einer ungleichmaiigen Anpress- oder SchlieBkraft der Dichtung flh-
ren wurden, konnen somit wirkungsvoll kompensiert und einem ungleichmafi-
gen SpaltmaB respektive einem Uber den Offnungsumfang variierenden Ab-
stand zwischen Verschlussdeckel und Gegenplatte kann entgegengewirkt wer-
den.

Etwaige belastungsabhéangige oder fertigungsbedingte Verformungen oder Bau-
teiltoleranzen kdnnen regelungstechnisch kompensiert werden. Mittels mehrere,
jeweils mit einer eigenen Abstandsmesseinrichtung versehener Magneteinrich-
tungen kénnen (iber den Umfang der Offnung bzw. (iber den Umfang der Ge-
genplatte lokal unterschiedliche SchlieBkrafte und Anpressdricke erzeugt wer-
den, sodass im Ergebnis eine moglichst homogene Komprimierung der Dich-
tung gezielt und kontrolliert einstellbar ist, die letztlich zu einer geforderten
Dichtheit der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung fahrt. In der praktischen
Anwendung ist jener Ausgestaltung von besonderem Vorteil, namlich insbeson-
dere dann wenn zumindest einer von Verschlussdeckel und Gegenplatte nicht
absolut starr ausgebildet sind und/oder belastungsabh&ngig lokalen Verformun-

gen unterliegen.

Mittels mehreren, jeweils mit einer Abstandsmesseinrichtung versehenen Mag-
neteinrichtungen kdnnen derartige Effekt behoben und regelungstechnisch
kompensiert werden. Man kann fir die Bauform von Verschlussdeckel und/oder
Gegenplatte sogar vergleichsweise groBe Bauteiltoleranzen oder mechanische
Verformungen in Kauf nehmen, sodass man selbst flr vergleichsweise grof3fla-
chige Ausgestaltungen von Verschlussdeckel und Gegenplatte eine vergleichs-
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weise filigrane Bauform mit einem vergleichsweise geringeren Gewicht vorse-

hen kann.

Nach einer weiteren Ausgestaltung der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung
ist vorgesehen, dass die Uber den Umfang der Offnung der Vakuumkammer
bzw. Uber den Umfang der Gegenplatte oder Gber den Umfang des Verschluss-
deckels verteilt angeordneten Magneteinrichtungen mit je einem eigenen Re-
gelkreis gekoppelt sind. Hierdurch kann jede der Magneteinrichtungen unab-
hangig voneinander den jeweils an ihrer Position vorherrschenden Abstand
bzw. ein Spaltmal zwischen Verschlussdeckel und Gegenplatte einstellen und

regeln.

Infolge dessen kann eine Verarbeitung der von den jeweiligen Abstandsmess-
einrichtungen erhaltlichen Abstandssignale lokal im Bereich der Magneteinrich-
tungen und Regelkreise erfolgen. Etwaige Daten- und Signalleitungen kénnen
hierdurch auf ein Minimum reduziert werden, was sich fir Anwendungen im Va-

kuumbereich als besonders vorteilhaft erweisen kann.

Nach einer weiteren Ausgestaltung sind die iiber den Umfang der Offnung ver-
teilt angeordneten Magneteinrichtungen und/oder die den Magneteinrichtungen
zugeordneten Abstandsmesseinrichtungen mit einer zentralen Steuerung ge-
koppelt. Die zentrale Steuerung kann anstelle eines lokalen Regelkreises oder
aber auch erganzend zum zur jeweiligen Magneteinrichtung und zum zugehori-
gen Abstandssensor zugeordneten Regelkreis vorgesehen sein. Mittels einer
zentralen Steuerung, die beispielsweise mit samtlichen Regelkreisen samtlicher
Magneteinrichtungen datentechnisch gekoppelt ist, kann in besonders einfacher
Art und Weise eine synchrone Ansteuerung der Regelkreise erfolgen.

Beispielsweise kann die zentrale Steuerung jeweils mit dem Sollwertgeber der
einzelnen Regelkreise gekoppelt sein, sodass mittels der zentralen Steuerung
ein einzuhaltender Abstand zwischen Gegenplatte und Verschlussdeckel an
samtliche Regelkreise gleichzeitig transferierbar ist. Mittels der zentralen Steue-
rung erhalt der Anwender der Verschluss- oder Schleusenvorrichtung ein be-
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sonders einfach zu bedienendes Bedienelement, mit welchem fir séamtliche
Regelkreise und Magneteinrichtungen ein einzuhaltender Abstand oder ein ent-
sprechendes Spaltmal zwischen Verschlussdeckel und Gegenplatte synchron
bzw. zeitgleich einstellbar ist.

Far jede der unterschiedlichen Ausgestaltungen der Verschluss- oder Schleu-
senvorrichtungen konnen diverse Abstandsmesseinrichtungen vorgesehen
sein. Die Abstandsmesseinrichtung kann beispielsweise einen oder mehrere
Abstandssensoren aufweisen, die auf einem optischen, magnetischen oder ka-
pazitiven Messprinzip beruhen. Es kommen insbesondere Sensoren zum Ein-
satz, die auf einem induktiven Messprinzip oder auf der Basis von Wirbelstro-
men beruhen. Der Abstandssensor ist insbesondere in unmittelbarer Nahe zur
Magneteinrichtung, insbesondere in unmittelbarer Nahe zum elektromagneti-
schen Aktor oder zum Gegenstlck der Magneteinrichtung angeordnet, damit
ein mdglichst hoher Grad an Kolokation erreicht werden kann. Die unmittelbar
benachbarte oder sogar Uberdeckende Anordnung von Abstandsmesseinrich-
tung und Magneteinrichtung tragt zur Verbesserung der Mess- und Regelge-
nauigkeit bei. Der Abstandssensor kann insbesondere an der Gegenplatte an-
geordnet sein und somit einen Abstand, insbesondere ein Spaltmal3 zwischen
Gegenplatte und Verschlussdeckel messen. Ein an der Gegenplatte angeord-
neter Abstandssensor ist insbesondere dazu ausgebildet, den Abstand zu einer
definierten Referenzflache oder einem Referenzpunkt des Verschlussdeckels
prazise, typischerweise mit einer Genauigkeit im Submillimeter- bzw. im Mikro-

meterbereich zu messen.

Kurzbeschreibung der Figuren

Weitere Ziele, Merkmale sowie vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung wer-
den in der nachfolgenden Beschreibung von AusfUhrungsbeispielen unter Be-

zugnahme auf die Zeichnungen erlautert. Hierbei zeigen:

Fig. 1 eine vereinfachte schematische Darstellung der Verschluss- oder
Schleusenvorrichtung mit dem den Verschlussdeckel tragenden Rah-
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men in Kontakistellung und einen sich in Ruhestellung am Rahmen be-
findlichen Verschlussdeckel,

Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der Verschluss- oder Schleusenvor-

richtung bei gedffnetem Verschlussdeckel,

Fig. 3 die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung geman Fig. 2 in SchlieBstel-
lung,

Fig. 4 eine weitere Ausflhrungsform der Verschluss- oder Schleusenvorrich-
tung mit einem verschiebbar an der Gegenplatte oder an der Vakuum-
kammer gelagerten Rahmen in Offnungsstellung,

Fig. 5 die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung gemaB Fig. 4 mit dem

Rahmen und mit dem Verschlussdeckel in SchlieBstellung,

Fig. 6 einen Querschnitt durch die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung
geman Fig. 2 in Offnungsstellung,

Fig. 7 eine Darstellung geman Fig. 6, jedoch mit dem Rahmen in Kontaktstel-
lung und dem Verschlussdeckel in Ruhestellung am Rahmen und

Fig. 8 eine Darstellung geman Fig. 7, jedoch mit dem Verschlussdeckel in
SchlieBstellung gegentber dem Rahmen.

Detaillierte Beschreibung

Die in Fig. 1 im Querschnitt dargestellte Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung
10 ist zur Anordnung an einer Offnung 14 einer Vakuumkammer 12 vorgese-
hen. Die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung 10 weist eine Gegenplatte 16
auf, die typischerweise mit der in Fig. 1 schematisch angedeuteten Wandung
11 der Vakuumkammer 12 verbunden ist. Die Gegenplatte 16 kann fluchtend
zur Offnung 14 der Vakuumkammer 12 an der Wandung 11 angeordnet oder
als integraler Bestandteil der Vakuumkammer 12 ausgebildet sein. Insoweit
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kann auch die Gegenplatte 16 eine Offnung 14 aufweisen, die typischerweise

mit der Offnung der Vakuumkammer 12 zusammenfallen kann.

Wie aus der Zusammenschau der Fig. 2, 3 sowie 6 bis 8 hervorgeht, ist in die-
ser Ausgestaltung der weitreichend eben ausgestaltete Verschlussdeckel 18 an
einem Rahmen 15 mittels mehrerer Ruckstellelemente 82 verschiebbar gela-
gert. Die Verschiebbarkeit und die Auslenkung der Ruckstellelemente 82 erge-
ben sich hierbei aus einem Vergleich der Fig. 7 und 8. Der Rahmen 15 selbst ist
beispielsweise schwenkbar an der Gegenplatte 16 gelagert. In den Fig. 2 und 3
ist eine entsprechende Schwenk- oder Scharnierachse 80 gezeigt. In der Aus-
gestaltung der Figuren 4 und 5 ist der Rahmen 15 linear verschiebbar an der

Gegenplatte 16 gelagert.

Die der Gegenplatte 16 zugewandte Seite 19 des Verschlussdeckels, mithin die
innere Deckelflache 81 ist im Wesentlichen eben ausgebildet. In der beispiels-
weise in Fig. 7 gezeigten Ruhestellung U des Verschlussdeckels 18 relativ zum
Rahmen 15 und bei dem sich in Kontaktstellung K an der Gegenplatte 16 be-
findlichen Rahmen 15 ist die Deckelflache 81 im Wesentlichen parallel zu einer
Ebene der Dichtung 22 ausgerichtet, welche sich in der Nut 20 an der dem Ver-
schlussdeckel 18 zugewandten Seite 17 der Gegenplatte 16 befindet.

In einer in Fig. 8 gezeigten SchlieBstellung 28 verschlieBt der Verschlussdeckel
18 die Offnung 14 gasdicht bzw. vakuumdicht. Gegenplatte 16 und Verschluss-
deckel 18 sind ferner mit zumindest einer Magneteinrichtung 30 versehen, mit-

tels welcher eine SchlieBkraft (C) auf den Verschlussdeckel 18 austbbar ist.

Die Gegenplatte 16 kann eine flanschartige Geometrie aufweisen und insbe-
sondere an einer dem Verschlussdeckel 18 zugewandten und als Anlageflache
fungierenden Seite 17 eine Dichtung 22 aufweisen, die sich rings um die Off-
nung 14, typischerweise in dem Bereich einer Offnungsberandung der Gegen-
platte 16 erstreckt. Vorliegend ist die aus einem elastischen und deformierbaren
Material gefertigte Dichtung 22 in einer umlaufenden Nut 20 der Gegenplatte 16
angeordnet. Sie kann aber auch in einer entsprechenden Nut des Verschluss-
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deckels 18 oder in einem Zwischenraum 25 zwischen Verschlussdeckel 18 und
Gegenplatte 16 angeordnet sein.

Bei Erreichen einer in Fig. 8 gezeigten SchlieBstellung S wird die Dichtung 22
zwischen Verschlussdeckel 18 und Gegenplatte 16 deformiert bzw. derart ge-
quetscht, dass die Offnung 14 gasdicht verschlossen ist.

Mittels der Magneteinrichtung 30 ist eine in EinfUhrrichtung oder SchlieBrich-
tung (z) gerichtete SchlieBkraft (C) auf den Verschlussdeckel 18 auslUbbar. Je-
ne SchlieBkraft (C) ist typischerweise senkrecht zur Ebene (x, y) bzw. senkrecht
zur Anlageflache bzw. zur Seite 17 der Gegenplatte 16 ausgerichtet. Auch der
Verschlussdeckel 18 weist eine der Gegenplatte 16 zugewandte, ebenfalls als
Anlageflache fungierende Seite 19 auf. Die in SchlieBstellung 28 einander zu-
gewandten Seiten 17, 19 von Gegenplatte 18 und Verschlussdeckel 19 sind

zumindest abschnittsweise parallel zueinander ausgerichtet.

Die betreffenden Anlageflachen der miteinander korrespondierenden Seiten 17,

19 erstrecken sich dabei in einer x-y-Ebene.

Die Magneteinrichtung 30 weist vorliegend zumindest einen an der Gegenplatte
16 angeordneten elektromagnetische Aktor 32 sowie ein hiermit magnetisch
wechselwirkendes und am Verschlussdeckel 18 angeordnetes Gegenstick 34
auf. Das Gegenstlck 34 ist als permanentmagnetische oder ferromagnetische
Komponente ausgestaltet, die entweder am Verschlussdeckel 18 angeordnet
oder in den Verschlussdeckel 18 eingebettet ist. Es ist ferner denkbar, dass der
Verschlussdeckel 18 selbst zumindest abschnittsweise ein permanentmagneti-
sches oder ferromagnetisches Material aufweist oder zumindest bereichsweise
oder vollstandig aus einem solchen gebildet ist.

Durch Bestromung bzw. durch Beaufschlagen einer Spule 33 des elektromag-
netischen Aktors 32 mit elektrischem Strom kann eine attraktive oder repulsive
Kraft auf den Verschlussdeckel 18 ausgeubt werden. Durch Regelung der
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Stromstarke bzw. durch Variieren des Steuersignals kann die von der Mag-

neteinrichtung 30 ausgehende SchlieBkraft (C) bedarfsgerecht variiert werden.

Die Verschluss- oder Schleusenvorrichtung 10 weist ferner optional eine Ab-
standsmesseinrichtung 40 auf, mittels derer ein Abstand 41 zwischen dem Ver-
schlussdeckel 18 und der Gegenplatte 16, insbesondere ein Abstand zwischen
den einander zugewandten Seiten 19, 17 von Verschlussdeckel 18 und Gegen-
platte 16 bestimmbar und quantitativ messbar ist. Die Abstandsmesseinrichtung
40 weist vorliegend einen an der Gegenplatte 16 angeordneten Abstandssensor
42 auf, der einen Abstand 41 in SchlieBrichtung (z) zwischen Gegenplatte 16
und Verschlussdeckel 18 misst. Mittels der Abstandsmesseinrichtung 40 kann
somit die Magneteinrichtung 30, insbesondere die von ihr ausgehende Schliel3-
kraft (C) abstandsabhangig geregelt werden. Es ist insbesondere vorgesehen,
dass mittels einer abstandsabhangigen Regelung der Magneteinrichtung 30 der
Abstand 41 zwischen Verschlussdeckel 18 und Gegenplatte 16 auf ein vorge-

gebenes Mal préazise einstellbar ist.

Flr die abstandsabhangige Regelung ist insbesondere ein Regelkreis 45 vor-
gesehen, welcher die Magneteinrichtung 30 mit der Abstandsmesseinrichtung
40 koppelt. Der Regelkreis 45 weist einen Sollwertgeber 44 auf, welcher daten-
technisch mit dem Abstandssensor 42 verbunden ist. Der Sollwertgeber 44
empfangt die vom Abstandssensor 42 bereitgestellten Abstandssignale und
vergleicht diese mit einem voreingestellten oder von einer zentralen Steuerung
variabel vorgebbaren Sollwert. Soll- und Ist-Wert werden im Sollwertgeber 44

miteinander verglichen.

Ein hieraus resultierendes Vergleichssignal wird dann einem Regler 46 zuge-
fahrt, der hieraus ein zur Ansteuerung des elektromagnetischen Aktors 32 vor-
gesehenes Steuersignal erzeugt. Jenes vom Regler 46 erzeugbare Steuersig-
nal wird Uber einen Verstarker 48 dem elektromagnetische Aktor 32 zugefthrt.
Dass der Spule 33 des elekiromagnetische Aktors 32 zuflhrbare verstarkte
Steuersignal ist derart berechnet und bestimmt, dass ein vorgegebener Abstand
41 zwischen Gegenplatte 16 und Verschlussdeckel 18 eingehalten wird, und
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dass bei Abweichungen von einem geforderten Abstand die von der Magnetein-
richtung 30 ausgehende Kraft zur Einhaltung des Abstandes 41 dynamisch an-

passbar ist.

Samtliche elektronische Bauteile des Regelkreises, das heil3t der Verstarker 48,
der Regler 46, der Sollwertgeber 44 und ggf. auch der Abstandssensor 42 kén-
nen auf einer gemeinsamen Platine, beispielsweise in Form eines integrierten
Schaltkreises untergebracht sein. Der Platzbedarf fur eine dementsprechende
Elektronikeinheit und ein hiermit einhergehender Verkabelungsaufwand kann

insoweit minimiert werden.

Der elektromagnetische Aktor 32 weist neben der mit elektrischen Signalen be-
aufschlagbaren Spule 30 typischerweise einen ferromagnetischen Kern, bspw.
einen Eisenkern auf. Der elektromagnetische Aktor 32 kann als Elektromagnet
aber auf vielfaltigste andere Art und Weise, beispielsweise auch als Lorenz-
oder Tauchspulenaktor ausgestaltet sein. Letztere konnen im Unterschied zu
einem Elektromagnet nicht nur attraktive sondern auch repulsive Kréfte zwi-

schen dem elektromagnetischen Aktor und dem Gegenstlck erzeugen.

Die zur Aufnahme des elektromagnetischen Aktors 32, bzw. seiner Spule 33
vorgesehene Nut 31 ist aus Grinden der Vakuumtauglichkeit dem Gegenstlick
34 zugewandt abzudecken und/oder abzudichten. Eine hierflr vorgesehene
Abdeckung 21 ist typischerweise aus einem magnetisch permeablen Material
bzw. aus einem nicht- oder nur schwach-magnetischem Material gefertigt. Die
Abdeckung 21 kann quasi als Verschluss fir die Nut 31 fungieren und als sol-
cher ausgebildet sein. Mittels gesonderten, vorliegende nicht explizit gezeigten
Dichtungen ist die Abdeckung 21 abdichtend Uber oder in der Nut 31 anorden-
bar. Die Abdeckung 21 kann insbesondere flachenblindig in die dem Gegen-
stlick 34 zugewandte Seite 17, mithin in die Anlageflache von Gegenplatte 16
oder Verschlussdeckel 18 integriert sein. Aus Grinden einer Ubersichtlichen
Darstellung ist die Abdeckung 21 in Fig. 1 nur auf der rechten Seite der Gegen-
platte 16 gezeigt.
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Jede der (iber den Umfang der Offnung 14 verteilt angeordneten Magneteinrich-
tungen 30 kann entsprechend des in ihrem Bereich vorherrschenden Abstandes
41 zwischen Gegenplatte 16 und Verschlussdeckel 18 derart geregelt werden,
dass sich (ber den gesamten AuBenumfang der Offnung 14 ein gleichbleiben-
der bzw. innerhalb geringster Toleranzen verbleibender Abstand 41 einstellbar

ist.

Wie ferner in Fig. 1 dargestellt, befindet sich zwischen den einander zugewand-
ten Seiten 17, 19 von Gegenplatte 16 und Verschlussdeckel 18 zumindest ein
Abstandshalter 24, der als Endanschlag fir den Rahmen 15 fungiert. Im un-
komprimierten Zustand der Dichtung 22, wie dies in Fig. 7 gezeigt ist, ragt die
Dichtung 22 zumindest geringfligig von der Seite 17 der Gegenplatte 16 hervor.

In der in Fig. 7 gezeigten Ruhestellung U des Verschlussdeckels 18 relativ zum
Rahmen 15 und der Kontaktstellung K des Rahmens 15 relativ zur Gegenplatte
16 befindet sich ein Luftspalt zwischen dem Verschlussdeckel 18 und der Ge-
genplatte 16 bzw. zwischen dem Verschlussdeckel 18 und der Dichtung 22. Es
kann auch vorgesehen sein, dass der Verschlussdeckel 18 in jeder Ruhestel-
lung U kompressionslos und somit vergleichsweise lose an der Dichtung 22 an-
liegt.

Mit Aktivierung der Magneteinrichtung 30, deren Komponenten in den Fig. 6 - 8
im Vergleich zur Darstellung geman Fig. 1 nur schematisch dargestellt sind, er-
fahrt der Verschlussdeckel 18 eine die Dichtung 22 komprimierende Verschie-
bebewegung geman einer auf ihn einwirkenden SchlieBkraft C. Die komprimier-
te Dichtung 22" ist in Fig. 8 angedeutet. In der vorliegenden Ausgestaltung wirkt
die SchlieBkraft C mit der Gewichtskraft G des Verschlussdeckels 18 zusam-
men. Die SchlieBkraft C wirkt einer Ruckstellkraft R einzelner Rickstellelemen-
te 82 entgegen. Die Ruckstellelemente 82 sind, wie dies in Fig. 3 ersichtlich

wird, vorliegend als Blattfedern 83 ausgebildet.

Der Rahmen 15 ist als ein umlaufend geschlossener Rahmen ausgebildet. Er
weist zwei im Wesentlichen parallel verlaufende I&angserstreckte Schenkel 85,
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86 auf, die an ihren Langsenden Uber endseitige Kopfabschnitte 87, 88 mitei-
nander verbunden sind. In etwa mittig zwischen den Kopfabschnitten 87, 88 ist
ein Verbindungssteg 89 vorgesehen, welcher die beiden Schenkel 85, 86
nochmals strukturell miteinander verbindet und insoweit die Stabilitdt und Stei-
figkeit des Rahmens 15 erhdht. Die Blattfedern 83 sind vorliegend paarweise
angeordnet. Gegenulberliegende Enden der Blattfedern 82 sind jeweils an ge-
genlUberliegenden Schenkeln 85, 86 angeordnet. Die Blattfedern 83 sind in et-
wa mittig zwischen den Schenkeln 85, 86 mit dem Verschlussdeckel 18 ver-
bunden. Eine Auslenkung des Verschlussdeckels 18 senkrecht zur Ebene des
Rahmens 15, mithin parallel zur Flachennormalen N des Verschlussdeckels 18
mittels der Magneteinrichtung 30 erfolgt somit entgegen der von den Rickstell-
federn 83 ausgehenden Rulckstellkraft R.

Wie dies am besten aus den Fig. 6 und 7 hervorgeht, sind an der dem Ver-
schlussdeckel 18 zugewandten Seite 17 der Gegenplatte 16 mehrere Gber den
Umfang der Offnung 14 verteilt angeordnete Abstandshalter 24 angeordnet. Die
Abstandshalter 24 sind typischerweise aus Kunststoff, insbesondere einem
hochtemperaturstabilen Kunststoff beispielsweise aus Polyetheretherketon
(PEEK) gefertigt, welcher auch unter Vakuumbedingungen kaum oder nur un-

merklich zu einem Ausgasen neigt.

In der Kontaktstellung K des Rahmens 15 an der Gegenplatte 16 gelangt der
Rahmen 15 mit seiner der Offnung 14 zugewandten Unterseite mit den Ab-
standshaltern 24 zur Anlage. Die Abstandshalter 24 bilden hierbei eine Art End-
anschlag fur die Schwenkbewegung des Rahmens 15. Korrespondierend mit
der Anordnung der Abstandshalter 24 an der Gegenplatte 16 sind am AufBen-
rand des Verschlussdeckels 18 entsprechende Aussparungen 23 vorgesehen,
welche bei Einnahme der Kontaktstellung K von den Abstandshaltern 24 durch-
setzt werden. Die Aussparungen 23 ermdglichen eine groBflachige Abdeckung
der Offnung 14 durch den Verschlussdeckel 18, ohne eine méglichst dicht an
der Offnung 14 angeordnete Abstitzung oder Anlage des Rahmens 15 an der

Gegenplatte 16 zu behindern.
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Wie anhand Fig. 7 ersichtlich, befindet sich zwischen dem Verschlussdeckel 18
und der Dichtung 22 in der dort gezeigten Kontaktstellung des Rahmens 15 und
der Ruhestellung U des Verschlussdeckels 18 ein definierter Spalt. Durch Akti-
vieren der Magneteinrichtung 30 wird der Verschlussdeckel 18 entsprechend
der SchlieBkraft C zur Gegenplatte 16 hin gezogen. Infolgedessen werden die
Rulckstellelemente 82 zur Gegenplatte 16 hin ausgelenkt. Sie stellen dabei eine
Rackstellkraft R bereit, welche permanent auf den Verschlussdeckel 18 wirkt.
Bei nachlassender SchlieBkraft bzw. bei Deaktivierung der Magneteinrichtung
30 fahren die Ruckstellelemente 82 bzw. die Ruckstellfedern 83 den Ver-
schlussdeckel 18 aus der in Fig. 8 gezeigten abdichtenden und die Dichtung 22
komprimierenden SchlieBstellung S wieder in die Ruhestellung U zurtick wird.

Die bewegliche Lagerung des Verschlussdeckels 18 am Rahmen 15 ist insoweit
von Vorteil, dass vergleichsweise groBBe SchlieBkrafte auf den Verschlussdeckel
18 auslbbar sind. Aufgrund der beweglichen Lagerung des Verschlussdeckels
18 gegenlber dem Rahmen 15 werden jene Kréafte jedoch nicht auf den Rah-
men 15 Ubertragen. Ein von der Schwenkachse 80 gebildetes Scharnier 90
muss folglich keine von der Magneteinrichtung 30 ausgehenden SchlieBkréafte
aufnehmen kénnen. Die mechanische Belastung auf den Rahmen 15 ist im
Wesentlichen nur durch die Ruckstellkraft R gegeben, welche von den ausge-
lenkten Rickstellelementen 82 zwischen dem in SchlieBstellung S befindlichen
Verschlussdeckel 18 auf den Rahmen 15 Ubertragen werden. Befindet sich der
Verschlussdeckel 18 einmal in der in Fig. 8 gezeigten SchlieBstellung S, hat ei-
ne Erhéhung der SchlieBkraft C keinerlei oder nur geringe mechanische Aus-
wirkungen auf den Rahmen 15.

In den Fig. 4 und 5 ist eine alternative Ausgestaltung der vorliegenden Erfin-
dung gezeigt. Im Unterschied zur Ausgestaltung geman der Fig. 2, 3 und 6 ist
dort der Rahmen 15 verschiebbar gegenuber der Gegenplatte 16 bzw. gegen-
uber der Vakuumkammer 12 gelagert. Fig. 4 zeigt den Rahmen 15 mit dem da-
ran angeordneten Verschlussdeckel 18 in einer Offnungsstellung, wahrend Fig.
5 den Rahmen 15 und den Verschlussdeckel 18 in Kontakistellung K bzw. in
SchlieBstellung S zeigt. Oben und unten bzw. an den gegenlberliegenden
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Kopfabschnitten 87, 88 ist der Rahmen 15 entlang I&ngs erstreckter Flhrungen
62, 64 verschiebbar gelagert.

Die Fuhrungen 62, 64, welche als lineare Schiebeflihrungen ausgestaltet sind,
erstecken sich dabei parallel zur Ebene der Gegenplatte 16, des Rahmens 15
und/oder des Verschlussdeckels 18. Die FUhrungen 62, 64 sind jedoch bezlg-
lich der SchlieBbewegung des Verschlussdeckels 18 ausreichend beabstandet
von der Gegenplatte 16 angeordnet, um ein berlhrungsloses Verschieben des
Verschlussdeckels 18 gegenlber der Gegenplatte 16, insbesondere auch ge-
genUber der an der Gegenplatte 16 vorgesehenen und zumindest geringfligig
von der Ebene der Gegenplatte 16 hervorstehenden Dichtung 22 zu ermdgli-
chen.

Die Linearflhrungen 62, 64 kénnen als berihrungsfreie Flhrungen ausgestaltet
sein. Im Bereich der FUhrungen 62, 64 kdnnen mehrere Magnetlager 60 ange-

ordnet sein.

Die einzelnen Magnetlager 60 kdnnen ahnlich den Magneteinrichtungen 30 je-
weils einen vorliegend nicht gesondert gezeigten Abstandssensor, einen Regel-
kreis sowie einen Uber den Abstandssensor und den Regelkreis regelbaren
elektromagnetischen Aktor 61 aufweisen, welcher mit einem Gegenstick 63
magnetisch zusammenwirkt. Auf diese Art und Weise kann ein geforderter
Schwebezustand des Verschlussdeckels 18 an den Flhrungen 62, 64 erreicht
werden. Eine berthrungslose Lagerung des Verschlussdeckels 18 an den Fuh-
rungen 62, 64 ist zur Vermeidung von Kontamination und von Abrieb in der

Umgebung der Vakuumkammer 12 von besonderem Vorteil.

Vorliegend sind entlang der FUhrung 62 mehrere elektromagnetische Aktoren
61 vorgesehen, die nacheinander mit den am Rahmen 15 angeordneten Ge-
gensticken 63 bei einem Verschieben des Rahmens 15 in Eingriff gelangen.
Umgekehrte Anordnungen sind hierbei gleichermaBen im Rahmen der vorlie-
genden Erfindung. Beispielsweise kénnen ein oder mehrere Aktoren 62 am
Rahmen 15 oder am Verschlussdeckel 18 angeordnet sein wahrend hiermit
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magnetisch wechselwirkende Gegenstlicke 63 ortsfest an der als Fluhrungs-
schiene ausgestalteten Linearflihrung 62, 64 angeordnet sind.

In Fig. 4 sind der Rahmen 15 und der Verschlussdeckel 18 in der Offnungsstel-
lung O gezeigt, in welcher sich der Verschlussdeckel 18 auBerhalb des Be-
reichs der Offnung 14 der Gegenplatte 16 befindet.

Die Lagerung des Verschlussdeckels 18 am Rahmen 15 bewirkt bzw. unter-
stltzt hierbei eine Art Parallelverschiebung des Verschlussdeckels 18 von der
Ruhestellung U in die SchlieBstellung S, sodass mdéglichst keine Relativbewe-
gungen vom Verschlussdeckel 18 und Dichtung 22 in der Ebene des Ver-
schlussdeckels (X, Y) auftreten. Derartige Scherbewegungen kénnten ansons-
ten zum Abrieb der Dichtung 22 und zu einer zumindest geringflgigen Konta-

mination der Umgebung der Vakuumkammern 12 fUhren.

Die berthrungslose Lagerung des Verschlussdeckels 18 an der Fuhrung 62, 64
erfolgt Uber den mit dem Verschlussdeckel 18 verbundenen schlittenartig aus-
gestalteten Rahmen 15. Eine der Komponenten des betreffenden Magnetlagers
60, d.h. eine von elektromagnetischem Aktor 61 und Gegenstick 63 ist statio-
nar an der Flhrung 62, 64 angeordnet wahrend die andere Komponente von
Aktor 61 und Gegenstlck 63 am Rahmen 15 angeordnet ist. Zur Verschiebung
des Verschlussdeckels 18 bzw. des Rahmens 15 entlang den FUhrungen 62, 64
ist beispielsweise eine Linearmotor 68 vorgesehen, mittels welchem der Ver-
schlussdeckel 18 zwischen Offnungsstellung O und der Kontaktstellung K ge-

genuber der Gegenplatte 16 beweglich ist.
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41
42
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45
46
48
60
61
62
63

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung

Wandung
Vakuumkammer
Offnung

Rahmen
Gegenplatte

Seite
Verschlussdeckel
Seite

Nut

Abdeckung
Dichtung
Aussparung
Abstandshalter
Zwischenraum
Magneteinrichtung
Nut
elektromagnetischer Aktor
Spule

Gegenstlck
Abstandsmesseinrichtung
Abstand
Abstandssensor
Sollwertgeber
Regelkreis

Regler

Verstarker
Magnetlager

Aktor

Fahrung
Gegenstlck
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64 Fahrung

68 Linearmotor

80 Achse

81 Deckelflache

82 Ruckstellelement

83 Ruckstellfedern

85 Schenkel

86 Schenkel

87 Kopfabschnitt

88 Kopfabschnitt

89 Verbindungssteg

90 Scharnier
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Patentanspruche

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung fir eine Vakuumkammer (12),

mit

- einer an einer Vakuumkammer (12) anordenbaren und eine Off-

nung (14) der Vakuumkammer (12) umschlieBenden Gegenplatte (16),

- einem beweglich gegentber der Gegenplatte (16) gelagerten
Rahmen (15), an welchem ein Verschlussdeckel (18) beweglich ange-
ordnet ist, wobei der Verschlussdeckel (18) in einer SchlieBstellung (28)
an der Gegenplatte (16) die Offnung (14) abdichtend verschlieft,

- zumindest einer mit der Gegenplatte (16) und mit dem Ver-
schlussdeckel (18) in Eingriff stehenden Magneteinrichtung (30) zum Er-
zeugen einer zwischen Gegenplatte (16) und Verschlussdeckel (18) wir-
kenden SchlieBkraft (C).

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach Anspruch 1, wobei der
Verschlussdeckel (18) eine ebene Deckelflache (81) aufweist, und wobei
der Verschlussdeckel (18) in einer Richtung parallel zu einer Flachen-
normale (N) der Deckelflache (81) am Rahmen (15) verschiebbar ist.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei der Verschlussdeckel (18) Uber zumindest ein Rick-
stellelement (82) mit dem Rahmen (15) verbunden ist und wobei das
Rackstellelement zur Austbung einer Rickstellkraft (R) auf den Ver-
schlussdeckel (18) ausgebildet ist, welche der SchlieBkraft (C) entge-

gengerichtet ist.
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Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei das zumindest eine Ruckstellelement (82) zumindest
eine Ruckstellfeder (83) aufweist.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei der Verschlussdeckel (18) Uber mehrere und vonei-
nander beabstandete Ruckstellelemente (82) am Rahmen angeordnet ist
und wobei eine Summe der von samtlichen Ruckstelleelementen (82) auf
den Verschlussdeckel (18) einwirkenden Ruckstellkraften (R) gréBer ist
als die Gewichtskraft (G) des Verschlussdeckels (18).

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei der Rahmen (15) zwischen einer Offnungsstellung (O)
und einer Kontakistellung (K) schwenkbar oder verschiebbar an der Ge-
genplatte (16) oder an der Vakuumkammer (12) angeordnet ist,

- wobei in der Offnungsstellung (O) der Rahmen (15) und der daran
angeordnete Verschlussdeckel (18) die Offnung (14) freigeben

und

- wobei in der Kontaktstellung (K) der Rahmen (15) an der Gegen-
platte (16) oder an der Vakuumkammer (12) anliegt und der Ver-
schlussdeckel (18) die Offnung (14) im Wesentlichen vollstandig
uberdeckt.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach Anspruch 6, wobei der
Verschlussdeckel (18) bei dem sich in Kontaktstellung (K) befindlichen
Rahmen (15) mittels der Magneteinrichtung (30) relativ zum Rahmen
(15) von einer Ruhestellung (U) in die abdichtende SchlieBstellung (S)

UberfUhrbar ist.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche, wobei in Kontaktstellung (K) des Rahmens (15) an den ei-
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nander zugewandten Seiten (17, 19) von Rahmen (15) und Gegenplatte
(16) zumindest ein Abstandshalter (24) angeordnet ist, dessen Erstre-
ckung senkrecht zur Ebene des Rahmens (15) oder senkrecht zur Ebene
der Gegenplatte (16) zumindest so grof3 ist wie die Summe eines Ver-
stellwegs des Verschlussdeckels (18) zwischen der Ruhestellung (U) und
der SchlieBstellung (S) am Rahmen (15) zuziglich der Dicke des Ver-

schlussdeckels (18).

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nacheinem der vorhergehenden
Anspriche, wobei die Magneteinrichtung (30) zumindest einen, an einem
von Verschlussdeckel (18) und Gegenplatte (16) angeordneten elektro-
magnetischen Aktor (32) und zumindest ein, am anderen von Ver-
schlussdeckel (18) und Gegenplatte (16) angeordnetes Gegenstick (34)
aufweist, welches mit dem elektromagnetischen Aktor (32) magnetisch

wechselwirkt.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspruche, wobei in einem Zwischenraum (25) zwischen den in einer
SchlieBstellung (28) des Verschlussdeckels (18) einander zugewandten
Seiten (17, 19) von Verschlussdeckel (18) und Gegenplatte (16) am Ver-
schlussdeckel (18) oder an der Gegenplatte (16) eine die Offnung (14)
umschlieBende elastisch komprimierbare Dichtung (20) angeordnet ist.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden

Anspriche, ferner mit:

- zumindest einer Abstandsmesseinrichtung (40) zur Messung eines
Abstandes (41) zwischen Verschlussdeckel (18) und Gegenplatte (16),

- wobei die Magneteinrichtung (30) in Abhangigkeit des von der Ab-
standsmesseinrichtung (40) gemessenen Abstandes (41) zwischen Ge-
genplatte (16) und Verschlussdeckel (18) regelbar ist.
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12.

13.

34

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach Anspruch 11, ferner mit
zumindest einem elektronischen Regelkreis (45), welcher mit der Ab-
standsmesseinrichtung (40) und mit der Magneteinrichtung (30) gekop-
pelt und zur Einhaltung und/oder zum Einstellen eines vorgegebenen
Abstandes (41) zwischen Gegenplatte (16) und Verschlussdeckel (18)

ausgestaltet ist.

Verschluss- oder SchleuBenvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei Uber den Umfang der Offnung (14) mehrere, jeweils
mit einer eigenen Abstandsmesseinrichtung (40) versehene Magnetein-
richtungen (30) verteilt angeordnet sind.
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